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(57) Zusammenfassung: Das Verfahren und die Vorrichtung dienen zur Plasmabehandlung von Werkstiicken. Das Werkstiick
(5) wird in eine zumindest teilweise evakuierbare Kammer (17) einer Behandlungsstation (3) eingesetzt und das Werkstiick wird
innerhalb der Behandlungsstation von einem Halteelement (46) positioniert. Das Werkstiick wird durch das Halteelement derart
beaufschlagt, dass das Werkstiick in Richtung einer Kavititenlidngsachse positionsveridnderlich gefiihrt wird. Das Werkstiick wird
dariiber hinaus in einer Behandlungspositionierung mit einem Miindungsbereich gegen eine Dichtung gedriickt.
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Verfahren und Vorrichtung zur Plasmabehandlung von
Werkstiicken

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Plasmabehandlung
von Werksticken, bei dem das Werkstiick in eine zumindest
teilweise evakuierbare Plasmakammer einer Behandlungsstati-
on eingesetzt wird und bei dem das Werkstiick innerhalb der
Behandlungsstation von einem Halteelement positioniert

wird.

Die Erfindung betrifft dartiber hinaus eine Vorrichtung zur
Plasmabehandlung von Werkstlicken, die mindestens eine eva-
kuierbare Plasmakammer zur Aufnahme der Werkstlicke aufweist
und bei der die Plasmakammer im Bereich einer Behandlungs-
station angeordnet ist, sowie bei der die Plasmakammer von
einem Kammerboden, einem Kammerdeckel sowie einer geitli-
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chen Kammerwandung begrenzt ist und mindestens ein Halte-
element zur Positionierung des Werkstiickes aufweist.

Derartige Verfahren und Vorrichtungen werden beispielsweise
eingesetzt, um Kunststoffe mit Oberflichenbeschichtungen zu
versehen. Insbesondere sind auch bereits derartige Verfah-
ren und Vorrichtungen bekannt, um innere oder &auRere Ober-
flachen von Behdltern zu beschichten, die zur Verpackung
von Flissigkeiten vorgesehen sind. Dartiber hinaus sind Ein-

richtungen zur Plasmasterilisation bekannt.

In der PCT-WO 95/22413 wird eine Plasmakammer zur Innenbe-
schichtung von Flaschen aus PET beschrieben. Die zu be-
schichtenden Flaschen werden durch einen beweglichen Boden
in eine Plasmakammer hineingehoben und im Bereich einer
Flaschenmindung mit einem Adapter in Verbindung gebracht.
Durch den Adapter hindurch kann eine Evakuierung des Fla-
scheninnenraumes erfolgen. Dariiber hinaus wird durch den
Adapter hindurch eine hohle Lanze in den Innenraum der Fla-
schen eingeflihrt, um ProzeRgas zuzuflthren. Eine Zindung des
Plasmas erfolgt unter Verwendung einer Mikrowelle.

Aus dieser Verdffentlichung ist es auch bereits bekannt,
eine Mehrzahl von Plasmakammern auf einem rotierenden Rad
anzuordnen. Hierdurch wird eine hohe Produktionsrate wvon
Flaschen je Zeiteinheit unterstiitzt.

In der EP-OS 10 10 773 wird eine Zuflhreinrichtung erldu-
tert, um einen Flascheninnenraum zu evakuieren und mit Pro-
zeRRgas zu versorgen. In der PCT-WO 01/31680 wird eine Plas-
makammer beschrieben, in die die Flaschen von einem beweg-
lichen Deckel eingefiihrt werden, der zuvor mit einem Min-
dungsbereich der Flaschen verbunden wurde.
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Die PCT-WO 00/58631 zeigt ebenfalls bereits die Anordnung
von Plasmastationen auf einem rotierenden Rad und be-
schreibt flir eine derartige Anordnung eine gruppenweise Zu-
ordnung von Unterdruckpumpen und Plasmastationen, um eine
glinstige Evakuierung der Kammern sowie der Innenraume der
Flaschen zu unterstiitzen. Dariiber hinaus wird die Beschich-
tung von mehreren Behdltern in einer gemeinsamen Plasmasta-
tion bzw. einer gemeinsamen Kavitat erwdhnt.

Eine weitere Anordnung zur Durchfihrung einer Innenbe-
schichtung von Flaschen wird in der PCT-WO 99/17334 be-
schrieben. Es wird hier insbesondere eine Anordnung eines
Mikrowellengenerators oberhalb der Plasmakammer sowie eine
Vakuum- und Betriebsmittelzuleitung durch einen Boden der
Plasmakammer hindurch beschrieben.

Bei der tberwiegenden Anzahl der bekannten Verfahren werden
zur Verbesserung von Barriereeigenschaften des thermopla-
stischen Kunststoffmaterials durch das Plasma erzeugte Be-
hilterschichten aus Siliziumoxiden mit der allgemeinen che-
mischen Formel 8iO, verwendet. Derartige Barriereschichten
verhindern ein Eindringen von Sauerstoff in die verpackten
Fliissigkeiten sowie ein Austreten von Kohlendioxid beilcoz—
haltigen Flussigkeiten.

Die bislang bekannten Verfahren und Vorrichtungen sind noch
nicht in ausreichender Weise dafir geeignet, flr eine Mas-
senproduktion eingesetzt zu werden, bei der sowohl ein ge-
ringer Beschichtungspreis je Werkstlick als auch eine hohe
Produktionsgeschwindigkeit erreicht werden muf.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es daher, ein Ver-
fahren der einleitend genannten Art derart anzugeben, daf
eine Handhabung der zu behandelnden Werkstiicke mit hoher
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Geschwindigkeit und groRer Zuverldssigkeit unterstitzt

wird.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemdf dadurch geldst, daR das
Werkstliick durch das Halteelement derart beaufschlagt wird,
dal das Werkstlick in Richtung einer Kavitdtenlangsachse po-
sitionsveranderlich geflihrt und in einer Behandlungsposi-
tionierung mit einem Mindungsbereich gegen eine Dichtung
gedrickt wird.

Weitere Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, eine
Vorrichtung der einleitend genannten Art derart zu konstru-
ieren, da eine einfache Bewegungskinematik der zu behan-
delnden Werksttcke unterstltzt wird.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemaR dadurch geldst, daB das
Halteelement mindestens 1in Richtung einer Kavitaten-
langsachse positionsverdnderlich angeordnet ist und daf ein
das Halteelement tragender Sockel eine Dichtung zur Beauf-
schlagung eines Mindungsbereiches des Werkstlickes aufweist.

Durch die Pogitionierung der Werkstlicke innerhalb der Be-
handlungsstation unter Verwendung des Halteelementes ist es
mdglich, die zu behandelnden Werkstilicke innerhalb einer An-
lage zur Durchfihrung des Verfahrens, wdhrend der Durchfiih-
rung des Verfahrens sowie wahrend der Durchfihrung einer
Eingabe und einer Ausgabe im Bereich der Behandlungsstation
auf einem im wesentlichen gleichbleibenden Hbhenniveau zu
transportieren. Erst innerhalb der Behandlungsstation er-
folgt eine Veranderung des Héhenniveaus des Werkstlckes
derart, daR dieses mit seinem Mindungsbereich gegen die
Dichtung gefihrt wird, so daR eine Abdichtung gewdhrleistet
ist. Die Veradnderung der Hbhenpositionierung des Werkstik-
kes kann =zeitsynchron mit der Durchfihrung anderer Bewe-
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gungsvorgdnge erfolgen, so daf kein zusatzlicher Zeitbedarf
verursacht wird.

Der verfahrenstechnische Ablauf bei der Handhabung der
Werkstlicke erfolgt derart, daR zundchst fir ein Einsetzen
der Werkstiicke in die Plasmakammer eine Offnung der Plasma-
kammer zumindest soweit erfolgt, da die Werkstiicke an das
Halteelement Ubergeben werden kénnen. Insbesondere ist dar-
an gedacht, die Ubergabe derart durchzuflihren, daf die
Werkstiicke von einem Transferelement an das Halteelement
ibergeben werden, so daf kein eigenstadndiger Bewegungsan-
trieb flir das Halteelement erforderlich ist. Nach einer Po-
sitionierung der Werkstlicke durch das Halteelement inner-
halb der Plasmakammer erfolgt zu einem vorgebbaren Zeit-
punkt eine Absenkung des Halteelementes und hierdurch eine
Abdichtung des Innenraumes des Werkstickes relativ zum In-
nenraum der Plasmakammer.

Eine derartige Abdichtung kann sowohl bereits zu einem Be-
ginn des Evakuierungsvorganges als auch nach einer bereits
durchgefithrten Teilevakuierung erfolgen. Eine Abdichtung
erst nach einer Teilevakuierung weist den Vorteil auf, daB
ein Innenraum des Werkstlickes und der weitere Innenraum der
Plasmakammer zundchst gemeinsam evakuiert werden kdnnen und
da in einem zweiten Evakuierungsschritt nach einer Abdich-
tung des Innenraumes des Werkstlickes der Unterdruck im Be-
reich des Innenraumes des Werkstlickes unterschiedlich zum
Unterdruck im weiteren Innenraum der Plasmakammer vorgege-
ben werden kann. Insbesondere ist hierbei daran gedacht,
den Unterdruck im Innenraum des Werkstlckes tiefer als im

weiteren Innenraum der Plasmakammer vorzugeben.

Nach einer Durchfithrung des Bearbeitungsvorganges und einem
Wiedererreichen des Umgebungsdruckes innerhalb der Plasma-
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kammer sowie innerhalb des Werkstiickes erfolgt eine Uberga-
be des Werkstlickes vom Halteelement an ein weiteres Trans-
ferelement. Der Ubergabevorgang wird vorzugsweise derart
durchgefihrt, daf sich das Transferelement an das Halteele-
ment anndhert, das Werkstlick {ibernimmt und dann das Werk-
stlck abtransportiert.

Eine glnstige Schwerkrafteinleitung wird dadurch unter-
stltzt, daf die Positionierung der Klemmelemente in einer
horizontalen Richtung durchgefiihrt wird.

Eine einfache Durchfiihrung von Ubergabevorgingen wird da-
durch unterstitzt, daR das Werkstltick von zangenartigen Hal-

tearmen positioniert wird.

Bei einer Beschichtung von hohlen Werkstiicken, die mit ih-
rer Mindung nach unten angeordnet sind, erweist es sich als
vorteilhaft, daf eine Evakuierung einer Kavit&t der Plasma-
station durch den Kammerboden hindurch erfolgt.

Eine gerdtetechnisch einfache Realisierung wird ebenfalls
dadurch unterstlitzt, daR durch den Kammerboden hindurch
Prozefigas zugefihrt wird.

Eine schnelle und gleichmdfige Verteilung des ProzeRgases
in einem Innenraum des Werkstiickes kann dadurch erreicht
werden, daR das Prozefgas durch eine Lanze hindurch in ei-
nen Innenraum des Werkstlckes zugeflihrt wird.

Ein einfaches Offnen und SchlieRen des Halteelementes wird
dadurch unterstiitzt, daR das Werkstiick von verschwenkbar

gelagerten Haltearmen positioniert wird.
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Zur - Vorgabe einer automatischen Einnahme einer Halterungs-
positionierung wird vorgeschlagen, daR die Haltearme von
Federn in eine Arretierungspositionierung gedritickt werden.

Ein Einsetzen des Werkstilickes in das Halteelement wird da-
durch unterstiitzt, daRf die Haltearme bei einem Einfithren
des Werkstiickes in den Klemmraum auseinander gedriickt wer-

den.

Zur Erleichterung einer Entnahme des Werkstilickes aus dem
Halteelement wird vorgeschlagen, daR die Haltearme bei ei-
nem Herausziehen des Werkstlickes aus dem Klemmraum ausein-
ander gedriuckt werden. Insbesondere ist daran gedacht, das
Auseinanderdriucken durch einen unmittelbaren Kontakt zwi-

schen dem Werkstlick und den Haltearmen hervorzurufen.

Zur Vermeidung einer ungesteuerten Bewegung des Halteele-
mentes in einem geschlossenen Zustand der Plasmakammer wird
vorgeschlagen, daR Arretierungselemente zur Fixierung der
Haltearme gemeinsam mit der Kammerwandung positioniert wer-

den.

Eine sehr sichere Fixierung des Werkstiickes kann dadurch
erreicht werden, daf etwa auf einem gleichen HAhenniveau
wie. die Haltearme ein Anschlagelement zur Fixierung des
Werkstickes angeordnet wird.

Zur Unterstitzung einer steuerbaren Zindung des Plasmas
wird vorgeschlagen, daf im Bereich des Kammerdeckels von
einem Mikrowellengenerator erzeugte Mikrowellen in die Ka-
vitat eingeleitet werden.

Eine typische Anwendung besteht darin, daR ein Werkstiick
aus eilnem thermoplastischen Kunststoff behandelt wird.
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Insbesondere ist daran gedacht daR ein Tnnenraum des Werk-
stickes behandelt wird.

Ein umfangreiches Anwendungsgebiet wird dadurch erschlos-
sen, daR als Werkstlick ein Behdlter behandelt wird.

Insbesondere ist dabei daran gedacht, daR als Werkstlck ei-
ne Getrankeflasche behandelt wird.

Eine hohe Produktionsrate bei groRer Zuverldssigkeit und
hoher Produktqualitdt kann dadurch erreicht werden, daR die
mindestens eine Plasmastation von einem rotierenden Plasma-
rad von einer Eingabepositionierung in eine Ausgabepositio-
nierung Uberfihrt wird.

Eine VergroRerung der Produktionskapazitdt bei nur gering-
fligig gesteigertem gerdtetechnischen Aufwand kann dadurch
erreicht werden, daR von einer Plasmastation mehrere Kavi-

taten bereitgestellt werden.

Fur Anwendungen im Bereich der Herstellung von Verpackungen
fir Flissigkeiten erweist es sich als besonders vorteil-
haft, dafl das Werkstlck in einem Muindungsbereich von den
Haltearmen fixiert wird.

Eine typische Anwendung wird dadurch definiert, daR als
Plasmabehandlung eine Plasmabeschichtung durchgefihrt wird.

Insbesondere ist daran gedacht, daf die Plasmabehandlung
unter Verwendung eines Niederdruckplasmas durchgefihrt
wird.
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Bei. einer Beschichtung von Werkstlcken aus Kunststoff er-
weist es sich als vorteilhaft, daR eine Plasmapolymerisati-
on durchgefihrt wird.

Eine gute Oberfldchenhaftung wird dadurch unterstlitzt, da
durch das Plagma mindestens zum Teill organische Substanzen
abgeschieden werden.

Besonders vorteilhafte Verwendungseigenschaften bei
Werkstlicken zur Verpackung von Lebensmitteln kénnen dadurch
erreicht werden, daff durch das Plasma mindestens zum Teil
anorganische Substanzen abgeschieden werden.

Bei der Behandlung von Verpackungen ist insbesondere daran
gedacht, daf durch das Plasma eine Substanz zur Verbesse-
rung von Barriereeigenschaften des Werkstlickes abgeschieden
wird.

Zur Unterstltzung einer hohen Gebrauchsgualitat wird vorge-
schlagen, daf® zusatzlich ein Haftvermittler zur Verbesse-
rung eines Anhaftens der Substanz auf einer Oberflache des
Werkstlckes abgeschieden wird.

Eine hohe Produktivitdt kann dadurch unterstltzt werden,
da in einer gemeinsamen Kavitdt mindestens zwei Werkstiucke
gleichzeitig behandelt werden.

Ein weiteres Anwendungsgebiet besteht darin, daf als Plas-
mabehandlung eine Plasmasterilisation durchgefihrt wird.

Ebenfalls ist daran gedacht, daf als Plasmabehandlung eine
Oberflachenaktivierung des Werkstiickes durchgefihrt wird.
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Eine belastungsfdhige Bereitstellung der Federkrafte kann
dadurch erfolgen, daf die Federverspannungen von Schenkel-
federn bereitgestellt sind. Alternativ kénnen die Feder-
krafte auch von Druckfedern erzeugt werden.

Zur Verhinderung einer ungewollten Veranderung einer POSi-
tionierung des Werkstiickes innerhalb der Plasmakammer wird
vorgeschlagen, daf die Haltearme im Bereich ihrer den Fi-
xierungsvorspriingen abgewandten Ausdehnung mit Arretierste-
gen versehen sind.

Eine einfache mechanische Realisierung kann dadurch erfol-
gen, daR die Arretierstege von Arretierelementen festsetz-
bar sind.

Zur Unterstlitzung einer dauerhaften Betriebsfdhigkeit auch
unter Berlicksichtigung konstruktiver Toleranzen wird vorge-
schlagen, daf die Arretierelemente aus einem geharteten Ma-
terial ausgebildet sind.

Eine weitere Verbesserung der Positioniersicherheit des
Werkstlickes kann dadurch hervorgerufen werden, daR das Hal-
teelement mit einem Anschlagelement fir das Werkstlck ver-
sehen ist.

Flir eine Plasmabehandlung von £laschenartigen Werkstlicken
erweist es sich als besonders vorteilhaft, daR das An-
schlagelement und die Fixierungsvorspringe auf einem HOhen-
niveau zur Beaufschlagung eines flaschenfdrmigen Werkstik-
kes zwischen dessen Stlitzring und dessen Schulterbereich
angeordnet sind. '
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In den Zeichnungen sind Ausfihrungsbeispiele der Erfindung

schematisch dargestellt. Es zeigen:

Fig. 1
Fig. 2
Fig. 3
Fig. 4
Fig. 5
Fig. 6
Fig. 7
Fig. 8
Fig. 9

Eine Prinzipskizze einer Mehrzahl von Plasmakam-
mern, die auf einem rotierenden Plasmarad angeord-
net sind und bei der das Plasmarad mit Eingabe-
und Ausgaberadern gekoppelt ist.

eine Anordnung &hnlich zu Fig. 1, bei der die
Plasmastation jeweils mit zweil Plasmakammern aus-
gestattet sind,

eine perspektivische Darstellung eines Plasmarades
mit einer Vielzahl von Plasmakammermn,

eine perspektivische Darstellung einer Plasmasta-

tion mit einer Kavitdt,

eine Vorderansicht der Vorrichtung gemafl Fig. 4
mit geschlossener Plasmakammer,

einen Querschnitt gemdf Schnittlinie VI-VI in Fig.
5,

eine Darstellung entsprechend Fig. 5 mit gedffne-
ter Plasmakammer,

einen Vertikalschnitt gemaR Schnittlinie VIII-VIII
in Fig. 7,

eine vergrdRerte Darstellung der Plasmakammer mit
zu beschichtender Flasche gemdR Fig. 6,
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Fig. 10 eine perspektivische Darstellung einer mit zwei
Halteelementen versehenen Tragplatte, die fiir eine
Behandlungsstation mit zwei Kavitdten vorgesehen
ist,

Fig. 11 eine vergrdRerte perspektivische Darstellung eines
der Halteelemente gemdf Figur 10 und

Fig. 12 einen Querschnitt gem&R Schnittlinie XTI - XIT in
Figur 11.

Aus der Darstellung in Fig. 1 ist ein Plasmamodul (1) zu
erkennen, das mit einem rotierenden Plasmarad (2) versehen
ist. Entlang eines Umfanges des Plasmarades (2) sind eine
Mehrzahl von Plasmastationen (3) angeordnet. Die Plasmasta-
tionen (3) sind mit Kavitdten (4) bzw. Plasmakammern (17)
zur Aufnahme von zu behandelnden Werkstiicken (5) versehen.

Die zu behandelnden Werkstficke (5) werden dem Plasmamodul
(1) im Bereich einer Eingabe (6) zugefithrt und Uber ein
Vereinzelungsrad (7) an ein Ubergaberad (8) weitergeleitet,
das mit positionierbaren Tragarmen (9) ausgestattet ist.
Die Tragarme (9) sind relativ zu einem Sockel (10) des
Ubergaberades (8) verschwenkbar angeordnet, so daf eine Ab-
standsveranderung der Werkstlicke (5) relativ zueinander
durchgefihrt werden kann. Hierdurch erfolgt eine Ubergabe
der Werkstlicke (5) vom Ubergaberad (8) an ein Eingaberad
(11) mit einem relativ zum Vereinzelungsrad (7) vergrdéRer-
ten Abstand der Werkstlcke (5) relativ zueinander. Das Ein-
gaberad (11) Ubergibt die zu behandelnden Werkstiicke (5) an
das Plasmarad (2). Nach einer Durchfihrung der Behandlung
werden die behandelten Werkstlicke (5) von einem Ausgaberad
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(12) aus dem Bereich des Plasmarades (2) entfernt und in
den Bereich einer Ausgabestrecke (13) {berfihrt.

Bei der Ausfihrungsform gemdf Fig. 2 sgind die Plasmastatio-
nen (3) jewells mit zwei Kavitdten (4) bzw. Plasmakammern
(17) ausgestattet. Hierdurch kdénnen jeweils zwei Werkstiicke
(5) gleichzeitig behandelt werden. Grundsdtzlich ist es
hierbei méglich, die Kavitaten (4) vollsténdig voneinander
getrennt auszubilden, grundsatzlich ist es aber auch mdg-
lich, in einem gemeinsamen Kavititenraum lediglich Teilbe-
reiche derart gegeneinander abzugrenzen, daf eine optimale
Beschichtung aller Werkstlicke (5) gewdhrleistet ist. Insbe-
sondere ist hierbeil daran gedacht, die Teilkavitdten zumin-
dest durch separate Mikrowelleneinkopplungen gegeneinander
abzugrenzen.

Fig. 3 zeigt eine perspektivische Darstellung eines Plasma-
moduls (1) mit teilweise aufgebautem Plasmarad (2). Die
Plasmastationen (3) sind auf einem Tragring (14) angeord-
net, der als Teil einer Drehverbindung ausgebildet und im
Bereich eines Maschinensockels (15) gelagert ist. Die Plas-
mastationen (3) weisen jeweils einen Stationsrahmen (16)
auf, der Plasmakammern (17) haltert. Die Plasmakammern (17)
weisen zylinderfdrmige Kammerwandungen (18) sowie Mikrowel-
lengeneratoren (19) auf.

In einem Zentrum des Plasmarades (2) ist ein Drehverteiler
(20) angeordnet, Uber den die Plasmastationen (3) mit Be-
triebsmitteln sowie Energie versorgt werden. Zur Betriebs-
mittelverteilung kdénnen insbesondere Ringleitungen (21)
eingesetzt werden.

Die zu behandelnden Werkstlicke (5) sind unterhalb der zy-
linderférmigen Kammerwandungen (18) dargestellt. Unterteile
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der Plasmakammern (17) sind zur Vereinfachung jeweils nicht

eingezeichnet.

Fig. 4 zeigt eine Plasmastation (3) in perspektivischer
Darstellung. Es 1ist zu erkennen, daR der Stationsrahmen
(16) mit Flhrungsstangen (23) versehen ist, auf denen ein
Schlitten (24) zur Halterung der zylinderfdérmigen Kammer-
wandung (18) gefthrt ist. Fig. 4 zeigt den Schlitten (24)
mit Kammerwandung (18) in einem angehobenen Zustand, so dafd
das Werkstlick (5) freigegeben ist.

Im oberen Bereich der Plasmastation (3) ist der Mikrowel-
lengenerator (19) angeordnet. Der Mikrowellengenerator (19)
ist fiber eine Umlenkung (25) und einen Adapter (26) an ei-
nen Kopplungskanal (27) angeschlossen, der in die Plasma-
kammer (17) einmindet. Grundsatzlich kann der Mikrowellen-
generator (19) sowohl unmittelbar im Bereich des Kammerdek-
kels (31) als auch Uber ein Distanzelement an den Kammer-
deckel (31) angekoppelt mit einer vorgebbaren Entfernung
zum Kammerdeckel (31) und somit in einem grdéferen Umge-
bungsbereich des Kammerdeckels (31) angeordnet werden. Der
Adapter (26) hat die Funktion eines Ubergangselementes und
der Kopplungskanal (27) ist als ein Koaxialleiter ausgebil-
det. Im Bereich einer Einmindung des Kopplungskanals (27)
in den Kammerdeckel (31) ist ein Quarzglasfenster angeord-
net. Die Umlenkung (25) ist als ein Hohlleiter ausgebildet.

Das Werkstlick (5) wird im Bereich eines Positionierelemen-
tes (28) gehaltert, das im Bereich eines Kammerbodens (29)
angeordnet ist. Der Kammerboden (29) ist als Teil eines
Kammersockels (30) ausgebildet. 2zZur Erleichterung einer
Justage ist es méglich, den Kammersockel (30) im Bereich
der Fihrungsstangen (23) zu fixieren. Eine andere Variante
besteht darin, den Kammersockel (30) direkt am Stationsrah-
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men (16) zu befestigen. Bei einer derartigen Anordnung ist
es beispielsweise auch mdéglich, die Fiihrungsstangen (23) in
vertikaler Richtung zweiteilig auszufiihren.

Fig. 5 zeigt eine Vorderansicht der Plasmastation (3) gemaf
Fig. 3 in einem geschlossenen Zustand der Plasmakammer
(17) . Der Schlitten (24) mit der zylinderfdrmigen Kammer-
wandung (18) ist hierbei gegentiber der Positionierung in
Fig. 4 abgesenkt, so daR die Kammerwandung (18) gegen den
Kammerboden (29) gefahren ist. In diesem Positionierzustand
kann die Plasmabeschichtung durchgefithrt werden.

Fig. 6 zeigt in einer Vertikalschnittdarstellung die Anord-
nung gemaR Fig. 5. Es ist insbesondere zu erkennen, daf der
Kopplungskanal (27) in einen Kammerdeckel (31) einmindet,
der einen seitlich Uberstehenden Flansch (32) aufweist. Im
Bereich des Flansches (32) ist eine Dichtung (33) angeord-
net, die von einem Innenflansch (34) der Kammerwandung (18)
beaufschlagt wird. In einem abgesenkten Zustand der Kammer-
wandung (18) erfolgt hierdurch eine Abdichtung der Kammer-
wandung (18) relativ zum Kammerdeckel (31). Eine weitere
Dichtung (35) ist in einem unteren Bereich der Kammerwan-
dung (18) angeordnet, um auch hier eine Abdichtung relativ
zum Kammerboden (29) zu gewdhrleisten.

In der in Fig. 6 dargestellten Positionierung umschlieft
die Kammerwandung (18) die Kavitdt (4), so daR sowohl ein
Innenraum der Kavitdt (4) als auch ein Innenraum des Werk-
stlickes (5) evakuiert werden kdénnen. Zur Unterstitzung ei-
ner Zuleitung von ProzeRgas ist im Bereich des Kammersok-
kels (30) eine hohle Lanze (36) angeordnet, die in den In-
nenraum des Werkstlckes (5) hineinverfahrbar ist. Zur
Durchfihrung einer Positionierung der Lanze (36) wird diese
von einem Lanzenschlitten (37) gehaltert, der entlang der
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Fihrungsstangen (23) positionierbar ist. Innerhalb des Lan-
zenschlittens (37) verlauft ein ProzeRgaskanal (38), der in
der in Fig. 6 dargestellten angehobenen Positionierung mit
einem Gasanschluf® (39) des Kammersockels (30) gekoppelt
ist. Durch diese Anordnung werden schlauchartige Verbin-
dungselemente am Lanzenschlitten (37) vermieden.

Fig. 7 und Fig. 8 =zeigen die Anordnung gemafy Fig. 5 und
Fig. 6 in einem angehobenen Zustand der Kammerwandung (18).
In diesem Positionierungszustand der Kammerwandung (18) ist
es problemlos mdéglich, das behandelte Werkstlck (5) aus dem
Bereich der Plasmastation (3) zu entfernen und ein neues zu
behandelndes Werkstlick (5) einzusetzen. Alternativ zu der
in den Zeichnungen dargestellten Positionierung der Kammer-
wandung (18) in einem durch Verschiebung nach oben erreich-
ten gedffneten Zustand der Plasmakammer (17) ist es auch
mdglich, den Offnungsvorgang durch eine Verschiebung einer
konstruktiv modifizierten hilsenfdrmigen Kammerwandung in

vertikaler Richtung nach unten durchzufihren.

Im dargestellten Ausfliihrungsbeispiel besitzt der Kopplungs-
kanal (27) eine zylinderférmige Gestaltung und ist im we-
sentlichen koaxial zur Kammerwandung (18) angeordnet.

Fig. 9 zeigt den Vertikalschnitt gemdR Fig. 6 in einer ver-
gréoRerten teilweisen Darstellung in einer Umgebung der Kam-
merwandung (18). Zu erkennen ist insbesondere das Ubergrei-
fen des Innenflansches (34) der Kammerwandung (18) Uber den
Flansch (32) des Kammerdeckels (31) und die Halterung des
Werkstlickes (5) durch das Positionierelement (28). Dariliber
hinaus ist zu erkennen, daf die Lanze (36) durch eine Aus-
nehmung (40) des Positionierelementes (28) hindurchgefthrt
ist.
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Fig. 10 zeigt die Anordnung von zwei Positionierelementen
(28) im Bereich einer gemeinsamen Tragplatte (41). Die
Tragplatte (41) mit den beiden Positionierelementen (28)
ist zur Verwendung im Bereich einer Plasmastation (3) zur
gleichzeitigen Beschichtung von zwel Werkstucken (5) vorge-
sehen. Das in Figur 10 dargestellte Positionierelement (28)
kann aber auch fur Plasmastationen (3) verwendet werden, in
denen lediglich ein Werkstick (5) oder mehr als zweil
Werkstlicke (5) gleichzeitig beschichtet oder behandelt wer-
den. Jedes der Positionierelemente (28) ist mit einem Hal-
teelement (46) zur unmittelbaren Beaufschlagung der
Werkstlicke (5) versehen.

Der Detailaufbau der Positionierelemente (28) ist in Fig.
11 in einer vergrdéRerten perspektivischen Darstellung ver-
anschaulicht. Das Halteelement (46) ist =zangenartig ausge-
bildet und besitzt zwei verschwenkbar gelagerte Haltearme
(47, 48). Die Haltearme (47, 48) sind relativ zu Drehachsen
(49, 50) verschwenkbar. Zur Gewdhrleistung einer automati-
schen Fixierung des Werkstlickes (5) durch das Halteelement
(46) werden die Haltearme (47, 48) von Federn (51, 52) in
eine Jjeweilige Haltepositionierung gedrickt. Vorzugsweise
ist an die Verwendung von Schenkelfedern (51, 52) gedacht.

Das Halteelement (46) ist oberhalb des Kammersockels (30)
angeordnet, so daff nach einem Anheben der Kammerwandung
(18) eine seitliche Zugdnglichkeit des Halteelementes (46)
gegeben ist. Das Werkstlick (5) kann hierdurch von einem au-
RBerhalb der Plasmastation (3) angeordnetem Positionierele-
ment an das Halteelement (46) Ubergeben werden, ohne daf
vor der Ubergabe eine Hubbewegung des Werkstiickes (5) in
Richtung einer Kavitatenlangsachse (53) erfolgen muf.
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Aus Fig. 11 ist insbesondere zu erkennen, dafl zwischen den
Haltearmen (47, 48) ein Klemmraum (54) zur Aufnahme des
Werkstlickes (5) angeordnet ist. Die Haltearme (47, 48) ra-
gen mit Fixierungsvorspringen (55, 56) in den Klemmraum
(54) hinein. Darlber hinaus weisen die Haltearme (47, 48)
den Fixierungsvorspringen (55, 56) abgewandt angeordnete
Arretierstege (57, 58) auf, die von Arretierelementen (59,
60), die vorzugsweise gemeinsam mit der Kammerwandung (18)
positionierbar sind, in einer Arretierungsposition fixiert
werden kdnnen.

Zur weiteren Abstltzung und Fixierung des Werkstlickes (5)
welst dasgs Halteelement (46) ein Anschlagelement (61) auf.
Das Anschlagelement (1) begrenzt ein maximales Einflhren
des WerkstlUckes (5) in den Klemmraum (54). In der Arretie-
rungspositionierung wird das Werkstiick (5) wvon den Fixie-
rungsvorsprlingen (55, 56) gegen das Anschlagelement (61)
gedrlickt. Das Anschlagelement (61) und die Fixierungsvor-
springe (55, 56) sind hierdurch auf einem etwa gleichen HO-
henniveau angeordnet.

Aus Fig. 11 ist ebenfalls zu erkennen, daf das Halteelement
(46) eine Grundplatte (62) aufweist, von der die Haltearme
(47, 48) sowie die weiteren Bauelemente getragen sind. Die
Grundplatte (62) kann Uber Distanzelemente (63, 64) sowie
Verbindungselemente (65, 66) im Bereich der Tragplatte (41)
und gemeinsam mit dieser im Bereich des Stationsrahmens
(16) montiert werden. Insbesondere ist daran gedacht, eine
Montage auf dem Kammersockel (30) durchzuflhren.

Fig. 11 zeigt dartber hinaus, daf die Fixierungsvorspringe
(55, 56) jeweils mit Einfihranschragungen (67) und Auslaf’-
anschragungen (68) versehen sind. Bei einem Einfidhren der
Werkstlicke (5) 1in den Klemmraum (54) kommt das Werkstick
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(5) zundchst in Kontakt mit den Einfihranschrigungen (67)
und druckt die Haltearme (47, 48) entgegen der Krafte der
Federn (51, 52) auseinander. Nach einem vollstandigem Ein-
fihren des Werkstlckes (5) in den Klemmraum (54) kehren die
Haltearme (47, 48) aufgrund der Krafte der Federn (51, 52)
automatisch in die Arretierungspositionierung zurlick und
driicken das Werkstlick (5) gegen das Anschlagelement (61).
Das Werksttck (5) ist hierdurch innerhalb der Plasmakammer
(17) fixiert. '

Nach einer E@rtigsteilung der Behandlung des Werkstiickes
(5) wird das Werkstlick (5) von einem Transferelement er-
griffen und gegen die AuslaBanschragungen (68) gezogen. Die
AuslaBanschragung (68) ist vorzugsweise gekrimmt und mit
einem Krimmungsverlauf entsprechend einer AuRenkontur des
Werkstiickes (5) im Kontaktbereich ausgebildet. Die Haltear-
me (47, 48) werden hierdurch wieder auseinandergefiihrt und
geben das Werkstick (5) frei. Insbesondere ist daran ge-
dacht, das Transferelement mit gesteuerten Zangenarmen zu
versehen. Die gesteuerten Zangenarme ermdglichen ein akti-
ves Greifen der Werkstlicke (5) und unterstitzen die Auf-
brinhgung von Druckkraften und Zugkraften auf die Einfithran-
schragungen (67) bzw. die AuslaRanschragungen (68). Insbe-
sondere ist daran gedacht, die gesteuerten Zangen der
Transferelemente auf einem im wesentlichen gleichen Héhen-
niveau wie die Haltearme (47, 48) bzw. auf einem etwas tie-
feren oder hoéheren Niveau auf das Werkstick (5) einwirken
zu lassen. Hierdurch wird die Einleitung von Kippkraften in
das Werkstick (5) vermieden bzw. stark vermindert.

Fig. 10 =zeigt im linken Zeichnungsteil das Halteelement
(46) nach einem Einsetzen eines flaschenartigen Werkstlickes
(5), das zwischen einem Stlitzring (69) und einem Schulter-
bereich (70) von den Haltearmen (47, 48) beaufschlagt ist.
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Eine Halterung eines derartigen flaschenartigen Werkstlickes
(5) im dargestellten Halsbereich flihrt zu einer sehr stabi-
len Fixierung des Werkstlckes (5).

Gemal der Darstellung in Fig. 11 tragt das Positionierele-
ment (28) in einer Ebene unterhalb der Grundplatte (42) ein
Sockelelement (71), das eine Ausnehmung (72) zur Aufnahme
eines Mindungsbereiches der Werkstlicke (5) aufweist. In der
Ausnehmung (72) ist eine Dichtung (73) angeordnet, gegen
die eine Begrenzungsfldche des Mindungsbereiches des Werk-
sttickes (5) geflihrt werden kann.

Die Grundplatte (62) ist relativ zur Tragplatte (41) mit
einem verdnderlichen Abstand angeordnet. Zur Realisierung
der verschieblichen Anordnung sind die Distanzelemente (63,
64) verschieblich bzw. teleskopierbar auf den Verbindungs-
elementen (65, 66) gefithrt. Eine Grundpositionierung wird
von Federn (74, 75) vorgegeben, die die Grundplatte (62)
relativ zur Tragplatte (41) verspannen.

In einer Grundpositionierung ist ein Abstand zwischen der
Grundplatte (62) und der Tragplatte (41) derart vorgegeben,
daR das Werkstick (5) seitlich in das Halteelement (46)
einsetzbar ist. Nach einem derartigen Einsetzen des Werk-
stlickes (5) erfolgt eine Distanzverringerung zwischen der
Grundplatte (62) und der Tragplatte (41), so da der Mun-
dungsbereich des Werkstlickes (5) in die Ausnehmung (72)
eingefihrt wird. Die Distanzverringerung zwischen der
Grundplatte (62) und der Tragplatte (41) wird so lange
fortgesetzt, bis der Mindungsbereich des Werkstlckes (5)
gegen die Dichtung (73) geflhrt ist. Insbesondere ist daran
gedacht, die Positionsverdnderung der Grundplatte (62) von
der Positionierbewegung der Kammerwandung (18) abzuleiten.
Beispielsweise ist es mdglich, ein geeignet geformtes Kon-
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taktelement der Kammerwandung (18) gegen die Grundplatte
(62) =zu fiuhren und hierdurch die Grundplatte (62) synchron
mit der Positionierbewegung der Kammerwandung (18) in Rich-
tung auf die Tragplatte (41) zu verschieben. Bei einer ent-
gegengesetzten Bewegung der Kammerwandung (18) drilicken die
Federn (74, 75) die Grundplatte (62) wieder in die Aus-
gangspositionierung zurlck.

Fig. 12 zeigt einen Querschnitt durch die Anordnung gemafR
Fig. 11. Insbesondere ist die FUhrung der hilsenférmigen
Distanzelemente (63, 64) entlang der bolzenfdédrmigen Verbin-
dungselemente (65, 66) veranschaulicht. Das Sockelelement
(71) weist eine sich in Richtung der Kavitdtenlangsachse
(53) wverjungende Durchmessergestaltung auf. Hierdurch wird
bei einem Absenken des Werkstlickes (5) eine Selbstzentrie-
rung durchgeflihrt. In einem abgesenkten Zustand des Werk-
stlickes (5) wird dieses sowohl von den Haltearmen (47, 48)
als auch vom Sockelelement (71) seitlich fixiert. Hierdurch
wird eine kippsichere Anordnung des Werksttckes (5) inner-
halb der Plasmastation (3) gewadhrleistet. Die Dichtung (73)
wird vorzugsweise aus einem elastischen Material reali-
siert. Zur Vermeidung einer Behinderung der Positionierbe-
wegung der Kammerwandung (18) weist die Dichtung (73) un-
terhalb des Bewegungsbereiches des Werkstlickes (5) einen
Ausgleichsraum (76) auf. Hierdurch werden sowohl eine Ab-
dichtung des Werkstlickes (5) als auch eine ausreichende Be-
wegungsfreiheit fir die Kammerwandung (18) gewdhrleistet.

Ein typischer Behandlungsvorgang wird im folgenden am Bei-
spiel eines Beschichtungsvorganges erlautert und derart
durchgefiihrt, daf zun&chst das Werkstick (5) unter Verwen-
dung des Eingaberades (11) zum Plasmarad (2) transportiert
wird und daR in einem hochgeschobenen zustand der hiilsenar-
tigen Kammerwandung (18) das Einsetzen des Werkstiickes (5)
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in die Plasmastation (3) erfolgt. Zum Einsetzen des Werk-
stiickes (5) wird das Werkstlick (5) zundchst von einem
Transferelement in den Klemmraum (54) eingesetzt. Nach ei-
ner Fixierung des Werkstlickes (5) durch die Haltearme (47,
48) Offnet die gesteuerte Haltezange des Transferelementes
und gibt das Werkstlck (5) frei. Nach einem Abschlufl des
Einsetzvorganges wird die Kammerwandung (18) in ihre abge-
dichtete Positionierung abgesenkt und verschiebt im letzten
Teil ihres Bewegungsvorganges die Grundplatte (62) in Rich-
tung auf die Tragplatte (41). Hierdurch wird die Mindung
des Werkstlickes (5) in die Ausnehmung (72) eingefihrt und
abgédichtet werden. AnschlieRend wird zundchst gleichzeitig
eine Evakuierung sowohl der Kavitét (4) als auch eines In-
nenraumes des Werkstlckes (5) durchgefthrt.

Nach einer ausreichenden Evakuierung des Innenraumes der
Kavitdt (4) wird die Lanze (36) in den Innenraum des Werk-
stlickes (5) eingefahren. Ebenfalls ist es méglich, die Lan-
ze (36) bereits synchron zur beginnenden Evakuierung des
Innenraumes der Kavitdt in das Werksttck (5) hinein zu ver-
fahren. Der Druck im Innenraum des Werkstickes (5) wird an-
schlieBend noch weiter abgesenkt. Dartber hinaus ist auch
daran gedacht, die Positionierbewegung der Lanze (36) we-
nigstens teilweise bereits parallel zur Positionierung der
Kammerwandung (18) durchzuftihren. Nach Erreichen eines aus-
reichend tiefen Unterdruckes wird ProzeRgas in den Innen-
raum des Werkstiickes (5) eingeleitet und mit Hilfe des Mi-
krowellengenerators (19) das Plasma gezlndet. Insbesondere
ist daran gedacht, mit Hilfe des Plasmas sowohl einen Haft-
vermittler auf eine innere Oberfliche des Werkstlckes (5)
als auch die eigentliche Barriereschicht aus Siliziumoxiden

abzuscheiden.
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Nach einem AbschluR des Beschichtungsvorganges wird die
Lanze (36) wieder aus dem Innenraum des Werkstlckes (5)
entfernt und die Plasmakammer (17) sowie der Innenraum des
Werkstlickes (5) werden belliftet. Nach Erreichen des Umge-
bungsdruckes innerhalb der Kavitédt (4) wird die Kammerwan-
dung (18) wieder angehoben, um eine Entnahme des beschich-
teten Werkstiickes (5) sowie eine Eingabe eines neuen zu be-
schichtenden Werkstiickes (5) durchzufihren. Zur Ermdégli-
chung einer seitlichen Positionierung des Werkstlckes (5)
wird die Grundplatte (62) durch die Federn (74, 75) wieder
angehoben. Zur Durchfithrung der Entnahme des Werkstlckes
wird erneut ein Transferelement mit einer gesteuerten Zange
im Bereich des Halteelementes (46) positioniert und die ge-
steuerte Zange des Transferelementes greift auf das Werk-
sttick (5) zu. Das derart gehalterte Werkstlick wird dann aus
dem Halteelement (46) herausgezogen, wobel die Haltearme
(47, 48) entgegen der Krafte der Federn (51, 52) auseinan-
der gedruckt werden.

Alternativ zur erlduterten Innenbeschichtung von Werkstik-
ken (5) koénnen auch AuRenbeschichtungen, Sterilisationen
oder Oberfléchenaktivierungen durchgefihrt werden. Bei der-
artigen Ausfilhrungsformen ergreift das Halteelement (46)
bei flaschenartigen Werkstlicken (5) das Werkstlck (5) vor-
zugsweise im Gewindebereich bzw. mit geringem Abstand zur
Mindungsdf fnung. .

Eine Positionierung der Kammerwandung (18), des Dichtele-
mentes (28) und / oder der Lanze (36) kann unter Verwendung
unterschiedlicher Antriebsaggregate erfolgen. Grundsatzlich
ist die Verwendung pneumatischer Antriebe und / oder elek-
trischer Antriebe, insbesondere in einer Ausflihrungsform
als Linearmotor, denkbar. Insbesondere ist aber daran ge-
dacht, zur Unterstlitzung einer exakten Bewegungskoordinie-
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rung mit einer Rotation deg Plasmarades (2) eine Kur-
vensteuerung zu realisieren. Die Kurvensteuerung kann bei-
spielsweise derart ausgeflhrt sein, dafl entlang eines Um-
fanges des Plasmarades (2) Steuerkurven angeordnet sind,
entlang derer Kurvenrollen gefihrt werden. Die Kurvenrollen
sind mit den jeweils zu positionierenden Bauelementen ge-
koppelt.
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Patentansgspri@iche

Verfahren zur Plasmabehandlung von Werkstlicken, bei
dem das Werkstlick in eine zumindest teilweise evaku-
ierbare Kammer einer Behandlungsstation eingesetzt
wird und bei dem das Werkstlick innerhalb der Behand-
lungsstation von einem Halteelement positioniert
wird, dadurch gekennzeichnet, daR das Werkstlick (5)
durch das Halteelement (46) derart beaufschlagt
wird, daB das Werkstlick (5) in Richtung einer Kavi-
tatenlangsachse (53) positionsverdnderlich gefihrt
und in einer Behandlungspositionierung mit einem
Mindungsbereich gegen eine Dichtung (73) gedrickt

wird.

Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
daf das Werkstlck (5) durch mindestens zwei relativ
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zueinander positionierbare Klemmelemente des Halte-
elementes (46) derart beaufschlagt wird, daR das
Werkstlick (5) von einem Klemmraum (54) zwischen den

Klemmelementen aufgenommen wird.

Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn-
zeichnet, daf die Positionierung der Klemmelemente
in einer horizontalen Richtung durchgefithrt wird.

Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 3, dadurch
gekennzeichnet, daf das Werkstlick (5) von zangenar-
tigen Haltearmen (47, 48) positioniert wird.

Verfahren nach einem der Ansprliche 1 bis 4, dadurch
gekennzeichnet, da eine Evakuierung einer Kavitat
(4) der Plasmastation (3) durch den Kammerboden (29)
hindurch erfolgt.

Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 5, dadurch
gekennzeichnet, daR durch den Kammerboden (29) hin-
durch ProzeRgas zugefihrt wird.

Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 6, dadurch
gekennzeichnet, daR das Prozefgas durch eine Lanze
(36) hindurch in einen Innenraum des Werkstiickes (5)
zugefihrt wird.

Verfahren nach einem der Ansgsprliche 1 bis 7, dadurch
gekennzeichnet, dafR das Werkstilick (5) von
verschwenkbar gelagerten Haltearmen (47, 48) posi-
tioniert wird.
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vVerfahren nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet,
daR die Haltearme (47, 48) von Federn in eine Arre-

tierungspositionierung gedriickt werden.

Verfahren nach einem der Ansprliche 1 bis 9, dadurch
gekennzeichnet, daR die Haltearme (47, 48) bei einem
Einfithren des Werkstlickes (5) in den Klemmraum (54)
auseinander gedrickt werden.

Verfahren nach einem der Anspriche 1 bis 10, dadurch
gekennzeichnet, daR die Haltearme (47, 48) bei einem
Herausziehen des Werkstlckes (5) aus dem Klemmraum

(54) auseinander gedrltckt werden.

Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 11, dadurch
gekennzeichnet, daf Arretierungselemente (59, 60)
zur Fixierung der Haltearme (47, 48) gemeinsam mit

der Kammerwandung (18) positioniert werden.

Verfahren nach einem der Anspriche 1 bis 12, dadurch
gekennzeichnet, daR etwa auf einem gleichen Hohenni-
veau wie die Haltearme (47, 48) ein Anschlagelement
(61) =zur Fixierung des Werkstlckes (5) angeordnet

wird.

verfahren nach einem der Ansprlche 1 bis 13, dadurch
gekennzeichnet, daR im Bereich des Kammerdeckels
(31) von einem Mikrowellengenerator (19) erzeugte
Mikrowellen in die Kavitat (4) eingeleitet werden.

Verfahren nach einem der Anspriche 1 bis 14, dadurch
gekennzeichnet, daR ein Werkstick (5) aus einem
thermoplastischen Kunststoff behandelt wird.
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Verfahren nach einem der Ansprliiche 1 bis 15, dadurch
gekennzeichnet, da® ein Innenraum eines hohlkérper-
artigen Werkstilickes (5) behandelt wird.

Verfahren nach einem der Ansprlche 1 bis 16, dadurch
gekennzeichnet, daR als Werkstlick (5) ein Behalter
behandelt wird.

Verfahren nach einem der Ansprlche 1 bis 17, dadurch
gekennzeichnet, daR als Werkstlck (5) eine Getranke-
flagche behandelt wird.

Verfahren nach einem der Ansprliche 1 bis 18, dadurch
gekennzeichnet, daf die mindestens eine Plasmastati-
on (3) von einem rotierenden Plasmarad (2) von einer
Eingabepositionierung in eine Ausgabepositionierung
tberfihrt wird.

Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 19, dadurch
gekennzeichnet, daR von einer Plasmastation (3) meh-
rere Kavit&ten (4) bereitgestellt werden.

Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 20, dadurch
gekennzeichnet, daR das Werkstlick (5) in einem Mln-
dungsbereich von den Haltearmen (47, 48) fixiert

wird.

vVerfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 21, dadurch
gekennzeichnet, daf als Plasmabehandlung eine Plas-
mabeschichtung durchgeflihrt wird.

Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 22, dadurch
gekennzeichnet, daR die Plasmabehandlung unter Ver-

wendung eines Niederdruckplasmas durchgefihrt wird.



WO 03/100119

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

PCT/DE03/01510

Verfahren nach einem der Ansprliche 1 bis 23, dadurch
gekennzeichnet, daf eine Plasmapolymerisation durch-

geftihrt wird.

Verfahren nach einem der Anspriche 1 bis 24, dadurch
gekennzeichnet, daf durch das Plasma mindestens zum

Teil organische Substanzen abgeschieden werden.

Verfahren nach einem der Anspriche 1 bis 25, dadurch
gekennzeichnet, daR durch das Plasma mindestens zum
Teil anorganische Substanzen abgeschieden werden.

Verfahren nach einem der Anspriche 1 bis 26, dadurch
gekennzeichnet, daf durch das Plasma eine Substanz
zur Verbesserung von Barriereeigenschaften des Werk-
stlickes (5) abgeschieden wird.

Verfahren nach Anspruch 27, dadurch gekennzeichnet,
dafs zusatzlich ein Haftvermittler zur Verbesserung
eines Anhaftens der Substanz auf einer Oberfléche
des Werkstlickes (5) abgeschieden wird.

Verfahren nach einem der Ansprtche 1 bis 28, dadurch
gekennzeichnet, daf in einer gemeinsamen Kavitat
mindestens zweli Werkstlicke (5) gleichzeitig behan-
delt werden.

Verfahren nach einem der Ansprltche 1 bis 21, dadurch
gekennzeichnet, daf als Plasmabehandlung eine Plas-
masterilisation durchgeflhrt wird.

Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 21, dadurch
gekennzeichnet, dafl als Plasmabehandlung eine Ober-
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flachenaktivierung des Werkstlickes (5) durchgefihrt

wird.

Verfahren nach einem der Ansprlche 1 bis 31, dadurch
gekennzeichnet, daR das Haltelement (46) durch eine
Verschiebung einer Kammerwandung (18) der Plasmasta-
tion (3) positioniert wird.

Verfahren nach einem der Ansprliche 1 bis 32, dadurch
gekennzeichnet, daf das Halteelement (46) von minde-
stens einer Feder (74, 75) in einer Grundspositio-
nierung gehalten wird.

Vorrichtung zur Plasmabehandlung von Werkstlcken,
die mindestens eine evakuierbare Plasmakammer zur
Aufnahme der Werkstlicke aufweist und bei der die
Plasmakammer im Bereich einer Behandlungsstation an-
geordnet ist, sowie beili der die Plasmakammer von ei-
nem Kammerboden, einem Xammerdeckel sowie einer
seitlichen Kammerwandung begrenzt ist und mindestens
ein Halteelement zur Positionierung des Werkstickes
aufweisgst, dadurch gekennzeichnet, daf das Halteele-
ment (46) mindestens in Richtung einer Kavitaten-
langsachge (53) positionsverdnderlich angeordnet ist
und daR ein als Teil des Halteelementes (46) ausge-
bildetes Sockelelement (71) eine Dichtung (73) zur
Beaufschlagung eines Mindungsbereiches des Werkstik-
kes (5) aufweist.

Vorrichtung nach Anspruch 34, dadurch gekennzeich-
net, daR das Halteelement (46) mindestens zwel rela-
tiv zueinander positionierbare Klemmelemente auf-

weisgt, die relativ zueinander mit einem einen Klemm-
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raum (54) bereitstellenden Abstand zur Aufnahme des

Werkstlickes (5) angeordnet sind.

Vorrichtung nach Anspruch 34 oder 35, dadurch ge-
kennzeichnet, daf die Klemmelemente in einer hori-
zontalen Richtung positionierbar sind.

Vorrichtung nach Anspruch 34 oder 36, dadurch ge-
kennzeichnet, da die Klemmelemente von zangenartig
angeordneten Haltearmen (47, 48) Dbereitgestellt
gind.

Vorrichtung nach einem der Ansprliche 34 bis 37, da-
durch gekennzeichnet, daR flir eine Evakulerung einer
Kavitdt (4) der Plasmastation (3) im Kammerboden
(29) mindestens ein Vakuumkanal angeordnet ist.

Vorrichtung nach einem der Ansprliche 34 bis 38, da-
durch gekennzeichnet, daf im Kammerboden (29) minde-
stens ein Kanal zur Zuflthrung von ProzeRgas angeord-

net ist.

Vorrichtung nach einem der Anspriche 34 bis 39, da-
durch gekennzeichnet, daf zur Zufllhrung von Prozef-
gas in einen Innenraum des Werkstlckes (5) hinein
eine Lanze (36) relativ zum Kammerboden (29) posi-

tionierbar angeordnet ist.

Vorrichtung nach einem der Ansprliiche 34 bis 40, da-
durch gekennzeichnet, daf die Haltearme (47, 48) re-
lativ zu Drehachsen (49, 50) verschwenkbar angeord-

net sind.
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Vorrichtung nach einem der Ansgprliche 34 bis 41, da-
durch gekennzeichnet, daR die Haltearme (47, 48) mit
einer Federverspannung in Richtung einer Arretie-
rungspositionierung versehen gind.

Vorrichtung nach Anspruch 42, dadurch gekennzeich-
net, daf die Federverspannungen von Schenkelfedern
(51, 52) bereitgestellt sind.

Vorrichtung nach einem der Anspriiche 34 bis 43, da-
durch gekennzeichnet, daR die Haltearme (47, 48) Fi-
xierungsvorspringe (55, 56) aufweisen, die jeweils

mit einer Einfihranschragung (67) versehen sind.

Vorrichtung nach einem der Anspriche 34 bis 44, da-
durch gekennzeichnet, da die Haltearme (47, 48) Fi-
xierungsvorspringe (55, 56) aufweisen, die jeweils

mit einer AuslaBanschragung (68) versehen sind.

Vorrichtung nach einem der Ansprliiche 34 bis 45, da-
durch gekennzeichnet, da die Haltearme (47, 48) im
Bereich ihrer den Fixierungsvorsprlingen (55, 56) ab-
gewandten Ausdehnung mit Arretierstegen (57, 58)
versehen sind.

Vorrichtung nach einem der Anspriiche 34 bis 46, da-
durch gekennzeichnet, dafs im Bereich des Kammerdek-
kels (31) ein Mikrowellengenerator (19) angeordnet
ist.

Vorrichtung nach einem der Anspriche 34 bis 47, da-
durch gekennzeichnet, daR die Plasmastation (3) zur
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Beschichtung eines Werkstilickes (5) aus einem thermo-
plastischen Kunststoff ausgebildet ist.

Vorrichtung nach einem der Anspriiche 31 bis 48, da-
durch gekennzeichnet, daR die Plasmastation (3) zur
Beschichtung eines behalterartigen Werkstlickes (5)
ausgebildet ist.

Vorrichtung nach einem der Anspriiche 34 bis 49, da-
durch gekennzeichnet, da die Plasmastation (3) =zur
Beschichtung eines Innenraumes eines hohlkdrperarti-
gen Werkstlckes (5) ausgebildet ist.

Vorrichtung nach einem der Anspriiche 34 bis 50, da-
durch gekennzeichnet, daf die Plasmastation (3) zur
Beschichtung eines Werkstlckes (5) in Form einer Ge-
trankeflasche ausgebildet ist.

Vorrichtung nach einem der Anspriiche 34 bis 51, da-
durch gekennzeichnet, daf die mindestens eine Plas-
mastation (3) von einem rotierenden Plasmarad (2)
getragen ist.

Vorrichtung nach einem der Ansprliche 34 bis 52, da-
durch gekennzeichnet, daf im Bereich der Plasmasta-
tion (3) mehrere Kavitdten (4) angeordnet sind.

Vorrichtung nach einem der Anspriiche 34 bis 53, da-
durch gekennzeichnet, daR eine zur Bereitstellung
von mindestens zwel Kavitdten (4) vorgesehene Kam-
merwandung (18) positionierbar angeordnet ist.
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Vorrichtung nach einem der Anspriche 34 bis 54, da-
durch gekennzeichnet, daf die Arretierstege (57, 58)

von Arretierelementen (59, 60) festsetzbar sind.

Vorrichtung nach Anspruch 55, dadurch gekennzeich-
net, daf die Arretierelemente (59, 60) aus einem ge-
hdrteten Material ausgebildet sind.

Vorrichtung nach Anspruch 55 oder 56, dadurch ge-
kennzeichnet, daff die Arretierelemente (59, 60) von
der Kammerwandung (18) positionierbar sind.

Vorrichtung nach einem der Anspriiche 34 bis 57, da-
durch gekennzeichnet, daf das Halteelement (46) mit
einem Anschlagelement (61) fir das Werkstlick (5)
versehen ist.

Vorrichtung nach einem der Anspriche 34 bis 58, da-
durch gekennzeichnet, daR die Fixierungsvorspringe
(55, 56) und das Anschlagelement (61) auf einem etwa
gleichen Héhenniveau angeordnet sind.

Vorrichtung nach einem der Ansprliche 34 bis 59, da-
durch gekennzeichnet, da das Anschlagelement (61)
und die Fixierungsvorsprlinge (55, 56) auf einem HO-
henniveau zur Beaufschlagung eines Mindungsbereiches
eines flaschenfdérmigen Werkstlickes (5) angeordnet
sind.

Vorrichtung nach einem der Ansprliche 34 bis 60, da-
durch gekennzeichnet, daR das Anschlagelement (61)
und die Fixierungsvorspringe (55, 56) auf einem HO-
henniveau zur Beaufschlagung eines flaschenfdérmigen
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Werkstlckes (5) zwischen dessen Stltzring (69) und
dessen Schulterbereich (70) angeordnet sind.

Vorrichtung nach einem der Ansprliche 34 bis 61, da-
durch gekennzeichnet, daff das Halteelement (46) von
einer Kammerwandung (18) der Plasmastation (3) posi-
tionierbar ist.

Vorrichtung nach einem der Anspriiche 34 bis 62, da-
durch gekennzeichnet, daR das Halteelement (46) min-
destens eine Feder (74, 75) zur Positionierung in

einem Ausgangszustand aufweist.

Vorrichtung nach einem der Anspriche 34 bis 63, da-
durch gekennzeichnet, da die Dichtung (73) als ein
Dichtring ausgebildet ist.

Vorrichtung nach einem der Ansprtche 34 bis 64, da-
durch gekennzeichnet, daf das Sockelelement (71) mit
einer Seitenfihrung flr das Werkstlck (5) wversehen
ist.



WO 03/100119 PCT/DE03/01510
1/10




WO 03/100119 PCT/DE03/01510
. . 2/10

FIG.2



WO 03/100119 PCT/DE03/01510
3/10

17
18
3
5
!
2
’li/
G.3

19

20

22
21
14

15



WO 03/100119 PCT/DE03/01510
4/10

25




PCT/DE03/01510

WO 03/100119

5/10

1<

26

\vx L \\\\,\\ L

L1 1

|||L

- = T \k\\ /

25

25

—+—— 19




PCT/DE03/01510

WO 03/100119

6/10

© &

i

~3
™
u
\.\\

L \\\\\ L L \\\

25

L]




WO 03/100119

7/10

PCT/DE03/01510

h

|
|

s e

A4

YA AAL LA
48
5~

27

B

S 0272555 e

<




PCT/DE03/01510

WO 03/100119

8/10




00000000000




PCT/DE03/01510
10/10

WO 03/100119

¢l’old

\ p I 43




INTERNATIONAL SEARCH REPORT t
Inte! onal Application No

PCT/DE 03/01510

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

IPC 7 C23C16/04 B08B9/42 B65G47/84

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 7 C23C CO03B BO8B B65G

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

PAJ, WPI Data, EPO-Internal

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category ° | Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to claim No.
X WO 95 22413 A (COCA COLA CO) 1,7,
24 August 1995 (1995-08-24) 15-18,28
cited in the application
Y page 13, line 18 -page 14, line 29; figure 2-6,
2A 8-11,13,
19-29,
31-37,
40-42,
44,45,
48-51,
54,
58-61,
63~65
- / —_——
Further documents are listed in the continuation of box C. Patent family members are listed in annex.

° Special categories of cited documents :

*A" document defining the general state of the art which is not
considered to be of patticular relevance

which is cited to establish the publication date of another
citation or other special reason {as specified)

*T* later document published after the international filing date
or priority date and not in conflict with the application but
cited to understand the principle or theory underlying the

invention
*E* earlier document but published on or after the international "X* document of particular relevance; the claimed invention
filing date cannot be considered novel or cannot be considered to
*L* document which may throw doubts on priority claim(s) or involve an inventive step when the document is taken alone

*Y* document of particular relevance; the claimed invention
cannot be considered to involve an inventive step when the

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk T

Tel. (+31-70) 3402040, Tx. 31 651 epo nl,

Fax: (+31-70) 340-3016 Ekhult, H

*0* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or document is combined with one or more other such docu-—
other means ments, such combination being obvious o a person skilled
*P* document published prior to the international filing date but in the art.
later than the priority date claimed *&* document member of the same patent family
Date of the actual completion of the international search Date of mailing of the international search report
8 September 2003 16/09/2003
Name and maliling address of the ISA Authorized officer

Form PCT/ISA/210 (second sheet) (July 1992)




INTERNATIONAL SEARCH REPORT @t apptcaton o
PCT/DE 03/01510

C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category ° | Citation of document, with indication,where appropriate, of the relevant passages Relevant to claim No.
Y DE 297 13 510 U (KRONSEDER MASCHF KRONES) 2-4,
27 August 1998 (1998-08-27) 8-11,13,
21-25,
27,28,
32-37,
40-42,
44,45,
48-51,
58-61,
63-65
page 5, line 23 -page 8, line 2
Y WO 99 17334 A (LAURENT JACQUES ;TETRA 5,6,26,
LAVAL HOLDINGS & FINANCE (CH)) 31

8 April 1999 (1999-04-08)
cited in the application
figure 1

Y WO 01 31680 A (SIDEL ACTIS SERVICES) 19,20
3 May 2001 (2001-05-03)

cited in the application
page 3, line 10 - line 22

Y WO 00 58631 A (GUIFFANT ALAIN ;SIDEL SA 29,54
(FR); RIUS JEAN MICHEL (FR))
5 October 2000 (2000-10-05)
cited in the application
page 7, line 6 - Tine 26

Cmmmn DATHQA AN tnantinintinn af mmannd abanél 7 hohs <a0At



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

information on patent family members

Int;.:nal Application No

PCT/DE 03/01510

Patent document Publication Patent family Publication

cited in search report date member(s) date

WO 9522413 A 24-08-1995 AT 179914 T 15-05-~1999
BR 9505649 A 19-03-1996
DE 29522125 Ul 24-02-2000
DE 69509597 D1 17-06-1999
DE 69509597 T2 16-12-1999
DK 693975 T3 01-11-1999
EP 0693975 Al 31-01-1996
ES 2131810 T3 01-08-1999
JP 8509166 T 01-10-1996
NO 954105 A 16-10-1995
WO 9522413 Al 24-08-1995
us 6276296 Bl 21-08-2001
us 6149982 A 21-11~2000
us 5849366 A 15-12-1998
ZA 9501048 A 12-10~1995

DE 29713510 u 27-08-1998 DE 29713510 U1 27-08~1998

WO 9917334 A 08-04-1999 AU 747272 B2 09-05-~2002
AU 9180598 A 23-04-1999
BR 9812701 A 22-08-2000
CA 2304613 Al 08-04-1999
CN 1280705 T 17-01-2001
EP 1019944 Al 19-07-2000
Wo 9917334 Al 08-04-1999
JP 2001518685 T 16-10~-2001
NO 20001654 A 30-05-2000
PL 339616 Al 02-01~2001
RU 2199792 C2 27-02-2003
TW 449623 B 11-08~-2001
us 6565791 Bl 20-05~-2003

WO 0131680 A 03-05-2001 FR 2799994 Al 27-04-2001
AU 1032801 A 08-05-2001
BR 0014986 A 18-06-2002
CA 2388335 Al 03-05-2001
CN 1382303 T 27-11-2002
EP 1228522 Al 07-08-2002
WO 0131680 Al 03-05-2001
JP 2003512977 T 08-04~2003
us 6328805 Bl 11-12-2001

WO 0058631 A 05-10-2000 FR 2791598 Al 06-10~2000
AU 3661000 A 16-10-2000
BR 0009405 A 08-01-~2002
CA 2367000 Al 05-10-2000
CN 1345402 T 17-04-2002
EP 1204824 Al 15-05-2002
WO 0058631 Al 05-10-2000
JP 2002540364 T 26-11-2002

Form PCT/ISA/210 (patent family annex) (July 1992)




INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT iolares Axtemzaionon
PCT/DE 03/01510

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES

IPK 7 C23C16/04 BOSB9/42 B65G47/84

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestpriifstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole )

IPK 7 C23C CO03B BO8B B65G

Recherchierte aber nicht zum Mindestprilfstoff gehdrende Verdffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Wahrend der internationalen Recherche konsuitierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evil. verwendete Suchbegriffe)

PAJ, WPI Data, EPO-Internal

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie® | Bezeichnung der VerSffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile Betr. Anspruch Nr,
X WO 95 22413 A (COCA COLA CO) 1,7,
24. August 1995 (1995-08-24) 15-18,28
in der Anmeldung erwdhnt
Y Seite 13, Zeile 18 -Seite 14, Zeile 29; 2-6,
Abbildung 2A 8-11,13,
19-29,
31-37,
40-42,
44,45,
48-51,
b4,
58-61,
63-65
Sy

Weitere Veréifentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu Siehe Anhang Patentfamilie
entnehmen
° Besondere Kategorien von angegebenen Verdffentlichungen - *T* Spatere Verdffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum

oder dem Prioritatsdatum verdffentiicht worden ist und mit der
Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verst&ndnis des der
Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden

*A" Veréffentlichung, die den aligemeinen Stand der Technik definiert,
aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

*E" alteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Theorie angegeben ist
Anmeldedatum verdffentlicht worden ist *X* Verbffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung
*L" Verdifentlichung, die geeignet ist, einen Prioritatsanspruch zweifelhait er— kann allein aufgrund dieser Veroffentlichung nicht als neu oder auf
scheinen zu lassen, oder durch die das Verdffentlichungsdatum einer erfinderischer Tatigkeit beruhend betrachtet werden
anderen im Recherchenbericht genannten Verdffentlichung belegt werden sys yersitentiichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung
soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie kann nicht als auf erfinderischer Tatigkeit beruhend betrachtet
ausgefihrt) o . o werden, wenn die Verdffentlichung mit einer oder mehreren anderen
*O* Verdtientlichung, die sich auf eine miindliche Offenbarung, Verbffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und
eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere MaBnahmen bezieht diese Verbindung fiir einen Fachmann naheliegend ist

*P* Veroffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach

dem beanspruchten Prioritatsdatum verdffentlicht worden ist *&* Verdffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamile ist

Datum des Abschiusses der internationalen Recherche Absendedatum des intermationalen Recherchenbetichts
8. September 2003 16/09/2003
Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehérde Bevoliméchtigter Bediensteter

Europaisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk

Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo n|,

Fax: (+31-70) 340~3016 Ekhult, H

Fomblatt PCT/SA/210 (Blatt 2) (Juli 1992)



INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT N

PCT/DE 03/01510

C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

(FR); RIUS JEAN MICHEL (FR))
5. Oktober 2000 (2000-10-05)
in der Anmeldung erwdhnt

Seite 7, Zeile 6 - Zeile 26

Kategorie® | Bezeichnung der Verdffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile Betr. Anspruch Nr.
Y DE 297 13 510 U (KRONSEDER MASCHF KRONES) 2-4,
27. August 1998 (1998-08-27) 8-11,13,
21-25,
27,28,
32-37,
40-42,
44,45,
48-51,
58-61,
63-65
Seite 5, Zeile 23 -Seite 8, Zeile 2
Y WO 99 17334 A (LAURENT JACQUES ;TETRA 5,6,26,
LAVAL HOLDINGS & FINANCE (CH)) 31
8. April 1999 (1999-04-08)
in der Anmeldung erwdhnt
Abbildung 1
Y WO 01 31680 A (SIDEL ACTIS SERVICES) 19,20
3. Mai 2001 (2001-05-03)
in der Anmeldung erwdhnt
Seite 3, Zeile 10 - Zeile 22
Y WO 00 58631 A (GUIFFANT ALAIN ;SIDEL SA 29,54

Formblatt PCT/ISA/210 (Fortsetzung von Blatt 2) {Juli 1992)




INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaoen zZu veromnemnucnungen, aie Zur seioen Faemramie genorefn

lnter'nales Aktenzeichen

PCT/DE 03/01510

Im Recherchenbericht Datum der Mitglied(er) der Datum der
angeflhrtes Patentdokument Verbéffentlichung Patentfamilie Verdéffentlichung
WO 9522413 A 24-08-1995 AT 179914 T 15-05-1999
BR 9505649 A 19-03-1996
DE 29522125 Ul 24-02-2000
DE 69509597 D1 17-06-1999
DE 69509597 T2 16-12-1999
DK 693975 T3 01-11-1999
EP 0693975 Al 31-01-1996
ES 2131810 T3 01-08-1999
JP 8509166 T 01-10-1996
NO 954105 A 16-10-1995
WO 9522413 Al 24-08-1995
us 6276296 Bl 21-08-2001
us 6149982 A 21-11-2000
us 5849366 A 15-12-1998
ZA 9501048 A 12-10-1995
DE 29713510 U 27-08-1998 DE 29713510 Ul 27-08-1998
WO 9917334 A 08-04-1999 AU 747272 B2 09-05-2002
AU 9180598 A 23-04-1999
BR 9812701 A 22-08-2000
CA 2304613 Al 08-04-1999
CN 1280705 T 17-01-2001
EP 1019944 Al 19-07-2000
Wo 9917334 Al 08-04-1999
JP 2001518685 T 16-10-2001
NO 20001654 A 30-05-2000
PL 339616 Al 02-01-2001
RU 2199792 C2 27-02-2003
TW 449623 B 11-08-2001
us 6565791 Bl 20-05-2003
WO 0131680 A 03-05-2001 FR 2799994 Al 27-04-2001
AU 1032801 A 08-05-2001
BR 0014986 A 18-06-2002
CA 2388335 Al 03-05-2001
CN 1382303 T 27-11-2002
EP 1228522 Al 07-08-2002
Wo 0131680 Al 03-05-2001
JP 2003512977 T 08-04-2003
us 6328805 Bl 11-12-2001
WO 0058631 A 05-10-2000 FR 2791598 Al 06-10-2000
AU 3661000 A 16-10-2000
BR 0009405 A 08-01-2002
CA 2367000 Al 05-10-2000
CN 1345402 T 17-04-2002
EP 1204824 Al 15-05-2002
WO 0058631 Al 05-10-2000
JP 2002540364 T 26-11-2002

Formblatt PCT/ISA/210 (Anhang Patentfamilie)(Juli 1992)




	Abstract
	Bibliographic
	Description
	Claims
	Drawings
	Search_Report

